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测氨仪检定规程

    本规程适用于新制造、使用中和修理后的瞬时测氛仪的检定.累积
测氛仪的检定可参照执行.

一 概 述

    测氛仪是一种常用的测量气体中氛浓度的仪器.广泛应用于环境

监测、辐射防护、地质勘探、地展预报等部门.

    测氛仪是由取样部件、探测部件及测量部件组成·
    取样部件可以是由动力源带动的取样器，或由级气自身扩散而取

样的取样器.

    探测部件可以是闪烁室、电离室、半导体、探测器、固体核径迹探测

器等·

    测量部件是讯号转换装置和读出装置.

二 技 术 要 求

    1 外 观

    1. 1仪器不允许有影响正常工作的缺陷.

    1.2仪器铭牌应标明:产品名称、型号、编号、出厂日期及厂名
    1. 3附件齐全，并附有仪器使用说明书.

    2 气密特性

    2.1流气采样系统

    流气采样系统的泄漏，应小于标称流量的50o.双滤膜类型的取样

器不应有泄漏

    2.2贮气采样系统，如闪烁室、电离室及所附干燥管等，在系统极
限真空条件下(绝对气压不大于1 000Pa)，放置30 min，其真空度的下

降应小于50o.
    3探测效率和本底

    应达到产品说明书规定的指标.
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    4 刻度系数年偏离量(或固有误差)

    仪器的刻度系数年偏离量不超过士100o.对于双滤膜测戴仪，在氧

浓度大于1 000加 ·m”时，其固有误差不超过士10 0o.有些应用领域

(如物探部门)不超过士20%

    5 重复性

    仪器的重复性(单次测量的相对标准偏差)不应超过500.

                        三 检 定 条 件

      (一 )检 定 用 设 备

    6 标准器

    6. 1液体镭标准源

    用一级标准物质碳酸钡镭粉末配制而成，氧活度值的不确定度(

3%.

    6.2标准氧室

    氛浓度值的不确定度<4 Yo.

    6.3固体氛标准源(平衡式、流气式或在简易氛室中积累)

    氧活度值的不确定度<400.

    6. 4一级a面源

    Am一241或Pu一239a标准面源表面发射率)1 000粒子 ·min-1

(2a).

    7 其他辅助设备

    7.1真空泵:(10- 60)1/min.

    7.2真空表:1级·

    7.3样品室体积校正装置:不确定度<0. 500.

    7. 1流量计:(10一60)1/min, 1级

    (二 )环晚 条件

    8 环境温度

    20士2℃.

    9 相对湿度
    (65士10) %
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10 检定实验室不得有其他无关的辐射源。

                四 检定项目和检定方法

    11外观检查
    外观检查按第1条要求进行

    12气密特性的检定

    12·工流气采样系统
    用两个流量计分别放置于可能有外部泄漏处(如过滤器)的上游与

下游，启动采样泵，每隔一适当的时间(如取样时间)，连续取10组(上、
下游)经压差修正后的流量示值(见附录 1)，取平均值，按下式计算气

密特性 :

。一Q}-Qe X，。。%
            叼 月

(1)

式中 Q1,QB— 上游和下游两点的流量(l·m。一，)‘

    12.2贮气采样系统
    样品室与真空表及真空泵相连，启动真空泵，将样品室抽空到绝对

气压小于 1 000 Pa后，将样品室、真空表与真空泵断开(关上阀门).等

待30min后，此时真空表读数与断开前的读数之差与环境气压之比的

百分数即为贮气采样系统的气密性·

    12.3双滤膜采样器
    将双滤膜采样器的出口处接真空表，按采样状态抽气.当真空表的

指示稳定后，关闭人口阀，然后再关闭出口阀，读取真空表示值 等待

l Omin后，真空表示值应无明显变化.

    13探测效率和本底的检定

    13. 1探测效率

    在与样品测量相同的几何条件下，测得a标准面源的净计数率，其

统计误差应小于2%,按下式计算仪器的探测效率:

                          ‘二-12-,X100%               (2)
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式中 ，— 仪器的探测效率(%);

      ，- a标准面源的净计数率(min });

      n,- a标准面源的表面发射率(min').
    13.2本底

    测量前应消除级及其短寿命子体对探测器的污染，然后进行本底
测量

    19刻度系数年偏离量(或固有误差)的检定
    19. 1将已知活度的含氛样品输入样品室进行测量，测得结果为计

数率或电离电流，按下式计算刻度系数:

v ‘R (3)

式中 k— 仪器刻度系数[Bq·m-3/ (1 /min)或l格/min) ];

      A- 输人样品室的氛活度(Bq);

      v— 样品室体积(ms)样品室体积测定方法见附录2);

      R— 仪器的示值，即计数率((1 /min)或电离电流(格/min).

    已知活度的氛可由液体镭标准源、标准氧室或固体氛标准源提供，

有关刻度操作方法见附录3.

    每台受检的测氛仪应在不同数量级的两种浓度下刻度 每种浓度

下的刻度次数不少于d次 将」次刻度结果取平均值得k, ,若上一年的

刻度系数值为ko，则按下式计算仪器刻度系数的年偏离量:

了一k; k} k0 X 100% (9)

    14.2对于双滤膜测氧仪，则以测定氛浓度代替上述的刻度系数.
将仪器读数乘以换算系数求得氛浓度值 同样也在不同数量级的两种

浓度下测定，每种浓度下的测定不少于刁次，取平均值为Ca.若标准源

或氛室的标准浓度值为C,，则按下式计算仪器固有误差:
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E=C  C'X 100%
          石 ‘

(5)

    15重复性的检定
    在相同的测量条件下，用Q标准面源重复测量 10次，按下式计算

仪器的重复性:

(e)靡
 
 
 
 

1

一-R
 
 
 
 
 
 
 
 

-一
 
 
 
 
 
 
 
 

夕

式中 S 测量结果的相对标准偏差，即重复性;

      及— 第c次测量的读数;

      R- 10次测量读数的平均值.

                  五 检定结果处理和检定周期

    16 按本规程检定合格的仪器(包括首次刻度的仪器)，发给检定

证书;检定不合格的仪器，发给检定结果通知书.

    17 检定周期一般为1年，根据仪器性能及使用情况，检定周期可
以缩短 送检时应带上一次的检定证书，
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附 录

附录

            流气采样系统泄漏检定的压力修正

流气采样系统泄?va的检定如图示连接.

16 )111

    启动取样泵，调到采样时所需流量.分别读出A(上游),B(下游)两
流量计的指示值，并同时测出A,B两点的绝对压力.对A,B两点的压

力差进行修正后的A,B两点流量分别为:

          QA -kA‘QA·丫 .Df SPA

          QB=*。·Qn.V P}/PB·;DD/PA

式中 QA,QL - A,B两点的流量}L}flilll) i

      qA,Q'e - A,B两点流量计的指示值;

      kA , kB— 两流量计的刻度系数;
      P-Pe—       A,B两点的绝对气压;

        Pk— 流量计刻度时的绝对气压.
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附录 2

              样品室体积测定方法

、体积测定装置按下图连接，经检查无误后再开始测定工作·

一书
4妾 ii立泵

图中 SC,,SC2,SC3,SC4 - 阀门;

                  Vo— 体积标准容器;

                  y_ 待AhI体积容器

    二、步骤

    1打开阀门SC,,SC2,SC3，关门SC4f连接真空泵.
    2 启动真空泵，将系统抽成真空后，关闭SC,，记下水银气压计的

压差读数h, (Cm).

    3 关闭SC2，慢慢打开SC,，使整个系统通大气，待V形管两侧水

银面平衡为止.

    ， 先关闭SC4r再轻轻打开SC, ，记下水银气压计的压差读数h2

(Cm).

    5 断开与真空泵的连接，停泵，打开SC,, SC,.
    6 测量大气压P.-

    三、计算

:二一(h,h,一1)v。一(p./t2一1)h2S2一Vz
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式中 Va— 管道系统体积，从阀门SC，到SCz,SC3的体积((Cm3) ;

      S— 管道内腔横截面面积em'.

    V:和V。的测量是用燕馏水灌满后，在万分之一的天平上称得所

容蒸馏水的重量，然后按当时温度下水的比重算得体积
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附录 3

用液体招 标准源刻度闪烁室或电离室

    1 氧的积累

    用双连球或抽气泵使气流通过扩散器中的液体镭标准源.控制适

当的气流流量·经过约 15min.使扩散器中原有的氧排除干净.然后立

即密闭标准源以积累氛气，记下密闭的时刻，1.

    ·可控制气泡产生速率，一般每分钟约为150 200个气泡.

    2 仪器准备

    2.1检查和调整测量仪器，使之处于正常工作状态

    2.2将抽空的闪烁室或电离室与干燥管和已密闭了足够时间的镭

标准源连接起来(见下图).

    3 氛的转移

    先打开K3.，再打开K2，最后缓缓打开并调节K,，使气泡产生速率适

当t每分钟约100至200个气泡)送气5-l om。后，可加快送气，使送

气在约15min内结束 结束后立即将K:关闭，记下此结束时刻(几)

          送气系统连接图
1-闪烁室或电离室;2一干燥管3-除尘用滤布:

          A一内装镭标准源的扩散器

送气结束后3h，将闪烁室或电离室放在给定的仪器上测量其rz
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放射性·

      5 计算

闪烁室刻度系数的计算公式如下:

A(1-e'')

V, (n-z+o )
(1)

  瓦— 闪烁室在给定测量仪器上的刻度系数〔Bq 0 m''/(1/

          二 )〕:

  A-一 镭标准像的镭含量(Bq);

  又一一氛的衰变常数(h-');
  ‘— 氛的4Y V时Ipl (Tz一?) (h);

  V— 闪烁室体积(m3);

  n— 闪烁室取样后的计数率;

  :。— 闪烁室本底计数率.

5.2电离室刻度系数的计算公式如下:

A(1-e-v)

叭(I- Io)
(2)

,1,A,t的含意与式(])相同;

k;— 电离室在给定测量仪器上的刻度系数仁Bq " In-3/(格/

      min));

V;— 电离室体积(m3);

I— 电离室取样后的电离电流(格/mi叻;

10— 电离室的本底电离电流(格//tnin).

式

式
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附 录

检定证书(背面)格式

1 检定条件

检定时的温度、气压和湿度

所用 标准源

2 检定结果

仪器刻度系数值

仪器刻度系数年偏离量(或固有误差)
重 复性


